METROLOGICKA
LABORATOR

Spitkova méfici technologie a odborné preciznost - kli¢ k vyrobé ultrapfesné optiky.

Diky pokrocilym méficim systémim a rozsahlému know-how naSich specialistii dokazeme kontrolovat
kazdy detail optickych prvkii s extrémni pfesnosti.

ASI QED - Aspheric Stitching Interferometer
méfeni elementd s vysokou numerickou aperturou (napf. hemisféry) a asférickych elementi s odchylkou od idealni sféry
az 650 pm

LuphoScan

méfeni rotacné symetrickych sférickych i asférickych povrchi s primérem az 250 mm a s nejistotou méfeni < 50 nm PV

NewView 7200

koherenéni skenovaci interferometrie umoziujici bezkontaktni méfeni topografie povrchii s komplexnimi tvary
a z riznych materialdl se subnanometrovym axialnim rozliSenim

AFM Mikroskop

mikroskop atomarnich sil pro vizualizaci a méfeni topografie povrchu s vysokym lateralnim (az 30 nm)
i vertikalnim (0,1 nm] rozliSenim

LSM Mikroskop

konfokalni miroskop pro méfeni topografie povrchu s axialnim rozli§enim 1 nm pro uréovani mikrodrsnosti, zvinéni,
tloustky vrstev,...

SpectroMaster
refraktometrie prismatickych element s vysokou pfesnosti a s moznosti prace ve VIS a NIR oblasti
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ROVINNE, SFERICKE A ASFERICKE INTERFEROMETRY

KOLIMATORY, AUTOKOLIMATORY | GONIOMETRY (VCETNE RTG GONIOMETRU)

3D SOURADNICOVE MERENi | SPEKTROMETRY | INTERFEROMETRY V BIiLEM SVETLE
KONFOKALNI MIKROSKOP, AFM MIKROSKOP | REFRAKTOMETRY ' SFEROMETRY
TLOUSTKOMERY | DELKOVE KOMPARATORY ' RONCHIHO A FOUCALTOVY TESTY

Mitutoyo LEGEX 774
méreni tvard optickych i mechanickych komponent s piesnosti
(0,35+0,1L/100) pm v rozsahu méreni 700 x 700 x 400 mm

MarForm MFU 200 Aspheric 3D

méfeni topografie rovinnych, sférickych, asférickych a freeform optickych
komponent az do priméru 200 mm s piesnosti lepSi nez 50 nm PV

*= DynaFiz interferometer

=

4" dynamicky laserovy interferometr
pro velmi pfesné méfeni a justaz
#| vrealném Case a v pitomnosti vibraci

V'YVOJ VLASTNICH MERIDEL A MERICICH TECHNIK

asféricky interferometr fungujici na principu multivinné absolutni interferometrie
interferometr pro méfeni planparalelnich elementi bez vicenasobné interference
soustava pro vizualizaci svareciho procesu

digitalni holografické méfici metody a mikroskopie

metoda pro méfeni homogenity optickych materil

senzory pro méreni vinoplochy

hyperspektralni detekéni systém

okamZité hyperspektralni zobrazovani vyuZivajici komprimovaného snimani

‘e I PP STAV FYZIKY PLAZMATU
www.toptec.eu *oe® AKADEMIE VED CESKE REPUBLIKY



